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Priloha €. 1 - Technické podminky

Typové oznaceni pristroje

Arctis Cryo-Plasma FIB

Zakladni pozadavky zadavatele

Predmétem piInéni vefejné zakazky je dodani skenovaciho elektronoveho mikroskopu s plazmovym
FIB mikroskopem a integrovanym flourescenénim mikroskopem pro pfipravu bunéénych lamel za
kryo-podminek.
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Dodany kryo-FIB/SEM mikroskop a vSechny jeho periferni soucasti
(mimo chladiciho zafizeni) musi byt umistitelné do idedlni jedné
poloviny mistnosti 15119 budovy E35 (UKB Bohunice, Brno) tak, ano ano Ano
aby byly dodrZzeny nejnizsipovolené vzdalenosti jednotlivych ¢asti
zatizeni a zaroven byly umoznény veskeré servisni Ukony na
pristroji.




Pfedmétem zakazky je dodani nového elektronového
mikroskopu, jehoZ v8echny soucasti byly vyrobeny v roce
2022 nebo pozdéji.

Celkovy tepelny vykon mikroskopu v€enté vSech perifernich
soucasti umisténych v mistnosti 1S119 musi byt nizSi nez
4.0 kW.

Mikroskop bude zapojen do elektrické sité pomoci zasuvky
230V s maximalnim celkovym pfikonem celého zafizeni 7.36
kVA.

Mikroskop umoznuje napojeni na rozvod stlateného vzduchu
budovy s tlakem 6 bar a nevyzaduje napojeni dodate¢ného
kompresoru.

Chlazeni mikroskopu je realizované externim chladi¢em pracujicim na
principu voda-voda, ktery musi byt umistitelny do mistnosti mistnosti
15122 budovy E35 (UKB Bohunice, Brno).

Mikroskop a chladici zafizeni je mozné napojit na stavajici
rozvod pro vedeni chladici vody mistnostech 1S119 resp.
1S122 budovy E35 (UKB Bohunice, Brno).

Mikroskop je vybaven  celo-mikroskopovym  krytem
poskytujici izolaci proti vibracim a proti proudéni vzduchu.

Zdroj elektronl: Schottky field emission gun.
Minimalni rozsah urycholovacich napéti elektron(: 0.2 —
30kV.

Nastaveni proudu elektronového svazku v rozsahu alespon
2pA — 250nA.

Detektor sekundarni a zpétné odrazenych elektronu

Dosazitelné rozliseni pfi snimani elektronovym svazkem pfi
2kV 3.0nm nebo lepsi.
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lontovy zdroj pracujici na bazi induktivnhé vazaného plazmatu
a minimalné dvéma zdroji iontd, a to Xe+ a O+.

Minimalni rozsah urycholovacich napéti iontd: 0.5 — 30 kV.

Dosazitelné rozliSeni pfiméfeni pomoci Xe+ pfi 30kV 20.0nm
nebo lepsi.

Nastaveni proudu iontového svazku v rozsahu alespon
1.5pA — 2.5mikroA

Wide-field fluorescenéni mikroskop integrovany do komory
FIB/SEM mikroskopu s objektivem se zvétSenim 100x, NA
0.7 nebo lepsi.

Flourescenéni mikroskop je vybaven LED zdrojem s
minimalné ¢tyfmi kanaly (365/450/550/635 nm).

Minimalné ctyfi flourescenéni filtry pro DAPI, FITC, TRITC a
Cyb.

Detekce flourescencniho signalu pomoci vysokorychlostni
CMOS kamery s rozliSenim alespori 4000 x 4000 pixelu.

Tlak uvnitf komory mikroskopu za kryo-podminek (~100K) je
5x10 Pa nebo nizsi.

Systém pro depozici ochranné vrstvy platiny na povrch
vzorku (Gas injection system — GIS).

Zarizeni pro naneseni tenké vrstvy kovu na povrch vzorku
pro zvySeni vodivosti (sputter coater) integrované do komory
mikroskopu.
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PIné automaticky pocitacem fFizeny ctyfosy kryogenni stolek
mikrosopu umoznujici posun v X,Y v rozsahu minimalné t1mm av
Z minimalné +0.375mm. Stolek musi umoznovat
reprodukovatelny posun nadefinovanou pozici s pfesnosti <0.5um
v horizontalnich smérech (X,Y). Stolek mikroskopu musi
umoznovat pocitaCem fizené naklanéni vzorku v jedné ose v
rozsahu minimalné -90° az +90°.

Mikroskop musi byt vybaven automatickym systémem pro
vkladani minimalné dvanacti 3mm TEM mfizek najednou
béhem jediného naruSeni vakuového systému mikroskopu,
ktery umoznuje dlouhodobé uchovani vzorku uvnitf
vakuového systému mikroskopu za kryo-podminek (~100K)
po dobu minimalné 7 dni a vice. V zafizeni pro uchovani
vzorku nedochazi ke kontaminaci vzorkd.

Knihovny pro ovladani funkci mikroskopu pomoci skriptl v
jazyce Python.

PIné integrovany software pro automatickou pfipravu
bunéCnych lamel s minimalné nasledujici funkcionalitou:
automatické naméfeni prehledovych map na vSech TEM
mrizkach umisténych v zafizeni pro vkladani vzorkd pomoci
jedné nebo vice zobrazovacich modalit (SEM, FIB, FM). PIné
automaticka pfiprava lamel do tloustky 250nm nebo tensi na
pfedvybranych mistech na rdznych TEM mfizkach bez
nutnosti jakékoliv interakce operatora s mikroskopem.

PIné vybaveny ovladaci pocitac.
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